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O Grafeno

Figura 1: llustragédo do grafeno. Fonte: J. E. D.Vieira Segundo, E. O. Vilar. Grafeno: Uma
revisao sobre propriedades, mecanismos de producao e potenciais aplicacoes em sistemas
energético.2017.14f.Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2017.
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Figura 2: llustracdo da Técnica. Fonte:KREBS, Hans-ulrich et al. Pulsed
Laser Deposition (PLD): A Versatile Thin Film Technique. Berlim:
Springer-verlag Berlin Heidelberg, 2003.



Figura 3: Deposicao dos filmes de Silicio feitas em 2018.




Metodologia

Figura 4: Alvo de grafite.

Figura 5: Substratos de Figura 6: Substratos de
Silicio colados ao Safira colados ao

suporte.

suporte.



Resultados
Microscopia de Varreduara Eletrénica (MEV)

Mag= 1.50KX File Name =am_a__01.tif  Signal A =InLens
— WD = 2.3 mm Pixel Size =177.1 nm Date :12 Nov 2018
EHT = 1.00 kv Sem = Supra 35 Time :10:45:56

Figura 7: Imagem feita por meio de microscopia de varredura eletronica.



Mag= 5000 KX File Name =am_a_ 02tif  Signal A= InLens
WD = 3.2mm Pixel Size =5.313 nm Date :12 Nov 2018
EHT = 1.00 kV Sem = Supra 35 Time :11:05:46

Figura 8: Imagem feita por meio de microscopia de varredura eletrbnica
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Difracao de Raio-X
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Figura 9: Grafico de drifracao de raio-x.
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Espectroscopia Raman

Espectroscopia Raman
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Figura 10: Grafico de espectroscopia Raman.



